Вопросы по Вакуумной и Плазменной электронике

Зимняя сессия 06/07 (лектор Васичев Борис Никитович )
1.  Эмиссия электронов. Катоды.
2.  Электронные пушки. Их особенности. Отличительные признаки.
3.  Электронные линзы (магнитные, электростатические). Их cвойства.
4.  Принципы получения плазмы. Её свойства. Источники ионов.
5.  Оптика ионных пучков. Её особенность.
6.  Обобщённая блок схема электронно- и ионно-лучевого оборудования.
7.  Принцип действия растрового электронного микроскопа. Принципиальная схема. Основные характеристики.
8.  Принцип действия просвечивающего растрового электронного микроскопа. Принципиальная схема. Основные характеристики.
9.  Принцип действия фотоэмиссионного электронного микроскопа. Принципиальная схема. Основные характеристики.
10. Принцип действия РЕНТГЕНОВСКОГО МИКРОАНАЛИЗАТОРА. Принципиальная схема. Основные характеристики. 
11. Принцип действия просвечивающего электронного микроскопа. Принципиальная схема. Основные характеристики. 
12. Принцип действия ЭММА. Принципиальная схема. Основные характеристики.
13. Принцип действия электронно-лучевой установки размерной обработки материалов ЭЛУ-РО. Принципиальная схема. Основные характеристики. Применения. 

14. Принцип действия электронно-лучевой установки электронной литографии с круглым пучком и управляемой с помощью ЭВМ. Принципиальная схема. Основные
характеристики. 

15. Принцип действия электронно-лучевой установки электронной литографии с прямоугольным пучком. Принципиальная схема. Основные характеристики. 

16. Принцип действия телекопирной электронно-лучевой установки электронной литографии с круглым пучком. Принципиальная схема. Основные характеристики. 
17.Принцип действия электронно-лучевой проекционной установки электронной литографии. Принципиальная схема. Основные характеристики. 

18. Принцип действия электронно-лучевых установок испарительного осаждения материалов. Принципиальная схема. Основные характеристики. 

19.Принцип формирования прямоугольных пучков в установке электронной литографии. Принципиальная схема. Основные характеристики.
20.Ионно-плазменные установки и принципы получения плазмы.

21.Ионно-лучевые установки ионного легирования полупроводников. Их основные элементы. Принцип действия. 

22. Рентгеновский микроанализатор со спектрометром волновой дисперсии.
23. Рентгеновский микроанализатор со спектрометром энергетической дисперсии.
Пример билетов

Министерство науки и образования Российской Федерации Московский государственный институт электроники и математики
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

По курсу ВАКУУМНАЯ И ПЛАЗМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
1.  Эмиссия электронов. Катоды.
2.  Принципы получения плазмы. Её свойства. Источники ионов.
3. Обобщённая блок схема электронно- и ионно-лучевого оборудования.
Зав. Кафедрой ТСЭ__________________________________________Б.Г.Львов
Министерство науки и образования Российской Федерации Московский государственный институт электроники и математики
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

По курсу ВАКУУМНАЯ И ПЛАЗМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
1.  Электронные пушки. Их особенности. Отличительные признаки.
2.  Оптика ионных пучков. Её особенность.
3.  Принцип действия растрового электронного микроскопа. Принципиальная схема. Основные характеристики.
Зав. Кафедрой ТСЭ_ ________________________________________Б.Г.Львов
